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(57)摘要

本发明涉及一种气体专用的真空泄漏检测

仪，包括多级真空泵(12)和气体传感器(34)，其

中，所述气体传感器(34)和所述多级真空泵(12)

呈一体化集成设置，所述气体传感器(34)用于检

测所述多级真空泵(12)内部的气体。

权利要求书1页  说明书2页  附图1页

CN 118355254 A

2024.07.16

CN
 1
18
35
52
54
 A



1.一种气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，包括：多级真空泵(12)和气体传感器

(34)，其中，

所述气体传感器(34)和所述多级真空泵(12)呈一体化集成设置，

所述气体传感器(34)，用于检测所述多级真空泵(12)内部的气体。

2.根据权利要求1所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，所述多级真空泵

(12)包括多个泵级(26，28)，其中，

所述多个泵级(26，28)和所述气体传感器(34)均设置在共同壳体(22)内。

3.根据权利要求1或2所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，所述多级真空

泵(12)设置有用于连接测试室(16)或测试机构的端口(20)。

4.根据前述权利要求中任一项所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，在所

述多级真空泵(12)的输送方向上，所述多个泵级(26，28)中至少一个的连接管路上设置第

一支路(32)，所述第一支路(32)与所述气体传感器(34)连接。

5.根据前述权利要求所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，所述第一支路

(32)上设置有可选择性启动的截止阀(36)。

6.根据前述权利要求所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，所述截止阀配

置有阀门控制器，所述阀门控制器配置为根据所述多级真空泵的速度或功率打开和关闭所

述截止阀。

7.根据前述权利要求中任一项所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，所述

气体传感器为膜片传感器、半导体/金属氧化物传感器、质谱仪、CO2传感器、红外吸收传感

器或气体发射光谱传感器。

8.根据前述权利要求中任一项所述的气体专用的真空泄漏检测仪，其特征在于，所述

多级真空泵为多级涡旋泵、旋转叶片泵、罗茨泵、螺杆泵或涡轮分子泵。

9.一种生产根据前述权利要求中任一项所述气体专用的真空泄漏检测仪的方法，其特

征在于，包括以下步骤：

对所述气体传感器(34)和所述多级真空泵(12)进行一体化集成设置；

利用所述气体传感器(34)检测所述多级真空泵(12)内部的气体。
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一种气体专用的真空泄漏检测仪及其生产方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种具有多级真空泵和气体传感器的气体专用真空泄漏检测仪及其

生产方法。

背景技术

[0002] 在传统的真空泄漏检测仪中，测试室连接到真空泵以从测试室中抽取气体。测试

对象位于测试室内，或者测试室本身就是测试对象。如果测试对象有泄漏，气体会从测试对

象泄漏到测试室中，并供给到与测试室相连的气体传感器。传统的气体传感器是一个独立

于真空泵的设备，例如以总压力表的形式或以依赖气体类型的形式(即气体的传感器)，例

如质谱仪、光学传感器、红外吸收单元或金属氧化物传感器。

[0003] 对于具有多级真空泵的泄漏检测系统，已知将单独的气体检测器连接到真空泵的

端口上，例如连接到气体入口或两个相邻泵级之间的中间气体入口。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种改进的、更经济且技术上简化的气体专用的真空泄漏检

测仪，以及生产气体专用的真空泄漏检测仪的方法。

[0005] 根据本发明，气体传感器(即能够选择性和可调节地响应特定气体的传感器)是真

空泵的一个集成部分，因此被配置为检测真空泵内部的特定气体。相应低，气体传感器不仅

能够检测测试室内部或连接到所述多级真空泵或所述多级真空泵泵级的线路路径内的气

体，还能够直接检测所述多级真空泵内部的某种特定气体。

[0006] 根据本发明的所述气体专用的真空泄漏检测器的生产方法，将一个气体传感器集

成到多级真空泵中，使得气体传感器成为多级真空泵的一个组成部分，从而被配置为检测

真空泵内的特定气体。

[0007] 有利的是，多级真空泵的多个泵级被设置在一个共同的壳体内，其中也安装了气

体传感器。多级真空泵的壳体与测试腔室的壳体 ,和/或单独设置的气体检测器的壳体不

同。

[0008] 多级真空泵具有一个用于测试腔室或测试机构的端口。优选地，该端口设置在共

同壳体上。

[0009] 作为替代方案或附加方案，多级真空泵的共同壳体包括另一个用于单独连接气体

检测器的端口。

[0010] 在多级真空泵的输送方向上，在至少一个泵级的上游设置一个第一支路，第一支

路与气体传感器连接。第一支路上设置有可选择性启动的截止阀。截止阀配置有阀门控制

器，阀门控制器配置为根据多级真空泵的速度或功率打开和关闭截止阀。

[0011] 该气体传感器为膜传感器、半导体/金属氧化物传感器、质谱仪、二氧化碳传感器、

红外吸收传感器或气体发射光谱传感器。相应的气体传感器优选能够以足够的灵敏度检测

至少一种通常用于泄漏检测的测试气体，例如氢气、氦气、二氧化碳和/或烃类。
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[0012] 多级真空泵为多级涡旋泵、旋转叶片泵、罗茨泵或螺杆泵。

具体实施方式

[0013] 下面将参照附图对本发明的一个实施例进行解释。附图以示意图的形式展示了该

实施例。

[0014] 多级真空泵12通过连接线路14连接到测试室16，用于对测试室16进行排空。测试

室16可以是包含要测试其密封性的对象，还可以本身就是要测试其密封性的对象。连接线

路14配置有一个可单独关闭的第二支路18，第二支路18具有一个端口20，端口20用于连接

所述气体检测器34。

[0015] 多级真空泵12包括共同壳体22。共同壳体22与测试室16的测试室壳体24以及连接

到端口20的气体传感器34的气体传感器壳体不同。

[0016] 多级真空泵12包括多个泵级26，28，多个泵级26，28均设置在共同壳体22内。多个

泵级26，28通过通道30连接，通道30上设置有第一支路32，气体传感器34与第一支路32连

接。第一支路32配备有可选择性启动的截止阀36。截止阀36通过阀门控制器(图中未示出)

打开和关闭。所述阀门控制器配置为根据所述多级真空泵的速度或功率打开和关闭所述截

止阀。截止阀36设置在多个泵级26，28和气体传感器34之间，以便在气路上将气体传感器34

与多个泵级26，28分开。

[0017] 气体传感器34为膜传感器(例如WISE  Technology  Sensor，思特威传感器)。在正

常情况下，截止阀36是关闭的；当多个泵级26，28的速度或功率超过预定速度或功率时，截

止阀36自动打开。气体传感器34、截止阀36、第一支路32、多个泵级26，28都是多级真空泵12

的组成部分，并且均布置在共同壳体22内。
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